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(54) Verfahren zur Reinigung von schadstoffbelasteten Gasen 



(57) Die Erfindung betrifft. ein Verfahren und eine 
Anlage zur Reinigung von schadstoffbelasteten Gasen. 
Zur Schaffung eines besonders einfachen Verfahrens 
mit hohem Wirkungsgrad, ist vorgesehen, daB das aus 
dem Gasstrom abgetrennte Additiv im wesentlichen 
durch die Schwerkraft in eine Einrichtung zur Zwischen- 
lagerung transportiert wird, und daB das zwischengela- 
gerte, in den Gasstrom ruckzuf uhrende Additiv in einem 
Mengenverhaltnis des Additivs zum Gasvolumen von 
50 bis 10000 g/m 3 , vorzugsweise von 500 bis 5000 g/ 



m 3 in einen im wesentlichen vertikal nach oben stro- 
menden Gasstrom beigemengt wird. Dieses Verfahren 
fuhrt beispielsweise eine Anlage durch, bei der die Zwi- 
schenlagerung des Additivs direkt unterhalb des Filters 
(5) erfolgt, zwischen der Zuleitung (1 ) und dem Filter (5) 
eine im wesentlichen vertikale Reaktionsleitung (18), in 
der das Gas nach oben stromt, unmittelbar neben dem 
Filter (5) angeordnet ist, und bei der die Dosiereinrich- 
tung (12) fur das ruckzuf uhrende Additiv in der Reakti- 
onsleitung (18) mundet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung 
von schadstoffbelasteten Gasen, insbesondere von 
Rauchgasen umfassend die Beimengung eines Addi- s 
tivs in den schadstoffbelasteten Gasstrom, die Abtren- 
nung des Additivs aus dem Gasstrom, die Zwischenla- 
gerung und Fullstandsregelung des Additivs, die Aus- 
schleusung eines allfalligen Additivuberschusses, so- 
wie die Ruckf uhrung des Additivs in den Gasstrom. Wei- 10 
ters betrifft die Erfindung auch eine Anlage zur Durch- 
fuhrung dieses Verfahrens mit zumindest einer Einrich- 
tung zur Beimengung eines Additivs in den schadstoff- 
belasteten Gasstrom, zumindest einer Zuleitung fur das 
schadstoffbelastete Gas, zumindest einem Filter, zu- is 
mindest einer Ableitung fur das gereinigte Gas, zumin- 
dest einer Einrichtung zur Zwischenlagerung und Full- 
standsregelung des Additivs und Ausschleusung eines 
allfalligen Additivuberschusses, und zumindest einer 
Dosiereinrichtung fur das in den Gasstrom ruckzufuh- 20 
rende Additiv. Unter Additiv fallen dabei alle Reaktions- 
und/oder Adsorptionsmittel, welche dazu dienen, die je- 
weiligen Schadstoffe im Rohgas zu binden bzw. mit den 
Schadstoffen zu reagieren, urn deren Abscheidung zu 
ermoglichen. 25 

Ein Verfahren und eine Anlage zur Reinigung von 
schadstoffbelasteten Gasen, insbesondere von Rauch- 
gasen dieser Art ist beispielsweise aus der AT 401 890 
bekannt, bei der zur Erhohung des Anteils an ruckge- 
f uhrtem Additiv (Rezirkulat) und zur Erzielung einer wirt- 30 
schaftlichen und effizienten Gasreinigung mit hohem 
Abscheidegrad erfindungsgemaG eine Wirbelschicht 
aus partikelformigem inerten Material erzeugt und das 
Additiv in Oder ober diese Wirbelschicht aufgegeben 
wird. 35 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Schaf- 
fung eines Verfahrens zur Reinigung von schadstoffbe- 
lasteten Gasen, insbesondere Rauchgasen, mit dem in 
moglichst einfacher und somit wirtschaftlicher Weise 
der Wirkungsgrad erhoht werden kann. *o 

Gelost wird diese Aufgabe dadurch, daG das aus 
dem Gasstrom abgetrennte Additiv im wesentlich durch 
die Schwerkraft in eine Einrichtung zur Zwischenlage- 
rung transportiert wird, und daG das zwischengelagerte, 
in den Gasstrom ruckzufuhrende Additiv in einem Men- 45 
genverhaltnis des Additivs zum Gasvolumen von 50 bis 
10000 g/m 3 , vorzugsweise von 500 bis 5000 g/m 3 in ei- 
nen im wesentlichen vertikal nach oben stromenden 
Gasstrom beigemengt wird. ErfindungsgemaG wird da- 
her das Additiv ohne eigene Fordereinrichtungen zwi- so 
schengelagert. Die Zwischenlagerung dient dabei zur 
VergleichmaGigung des Additivs und dazu, daG im Sy- 
stem keinsogenannter B GaskurzschluG n eintritt. Von der 
Zwischenlagerung wird das Additiv direkt in einen ver- 
tikal nach oben stromenden Gasstrom beigemengt und 55 
dadurch von der Stromung nach oben mitgerissen. 
Durch die groGe Menge des ruckgefuhrten Additivs im 
Bereich von 50 bis 10000g pro m 3 Gas erhalt das Zwei- 



490 A1 




phasengemisch bestehend aus dem schadstoffbelaste- 
ten Gas und dem Additiv ein signifikant anderes Verhal- 
ten als reines Gas. Die Unterschiede zu reinem Gas 
sind durch eine veranderte Dichte und eine veranderte 
Scheinviskositat des Gemischs charakterisiert. Man 
spricht auch von einem sogenannten ■Dichtstrom". Erst 
die Kombination der hohen Mengen ruckgefuhrten Ad- 
ditivs zusammen mit einem durch das einfache Verfah- 
ren bedingten relativ niedrigen Druckverlust macht eine 
besondere Wirtschaftlichkeit des Verfahrens moglich. 
Das erfindungsgemaGe Verfahren zeichnet sich durch 
besondere Einfachheit aus. 

Wenn das ruckzufuhrende Additiv dem schadstoff- 
belasteten Gas in einem Bereich mit erhohter Ge- 
schwindigkeit des Gasstroms beigemengt wird, kann 
die Einbringung des Rezirkulats in den Rohgasstrom 
verbessert werden. Dies kann durch Querschnittsver- 
ringerung der das Gas fuhrenden Leitung, z.B. in Form 
einer Venturikehle geschehen. 

Eine verbesserte Reinigungswirkung bei gleichblei- 
bender Einfachheit des Verfahrens wird dadurch erzielt, 
daG das schadstoffbelastete Gas indirekt befeuchtet 
und gekuhlt wird. Somit konnen herkommliche Verfah- 
rensschritte zur Kuhlung des Rohgases entfallen. 

Vorteilhafterweise wird das schadstoffbelastete 
Gas durch Befeuchtung des zwischengelagerten, ruck- 
zufuhrenden Additivs, vorzugsweise durch Bespruhen 
mit Kuhlflussigkeit, insbesondere mit Wasser, indirekt, 
d.h. auGerhalb des Gasstromes befeuchtet und gekuhlt. 
Die Kuhlung und Befeuchtung des Gases erfolgt nach 
Einbringung des befeuchteten Additivs in den Rohgas- 
strom durch Verdampfung des im Additiv gespeicherten 
Kuhlmediums. Auch dieses Verfahrensmerkmal tragt 
zur Einfachheit des Verfahrens bei, da die ublichen Ver- 
fahrensschritte zur Kuhlung des Rohgases im Bereich 
der Zuleitung mit all ihren Nachteilen, wie Anbacken und 
Korrosion entfallen konnen. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
ist die Schaffung einer Anlage zur Durchfuhrung des er- 
findungsgemaGen Verfahrens, welche besonders ein- 
fach und somit kostengunstig herstellbar ist, einen sehr 
hohen Wirkungsgrad bei der Reinigung aufweist, und 
einen hohen Materialdurchsatz und energiesparenden 
Betrieb ermdglicht. Daruberhinaus sollen Standzeiten 
infolge der Reinigung der Anlage reduziert werden, so- 
daG eine hohere Verf ugbarkeit resultiert. 

Gelost wird diese Aufgabe dadurch, daG die oder 
jede Einrichtung zur Zwischenlagerung und Fullstands- 
regelung des Additivs und Ausschleusung eines allfalli- 
gen Additivuberschusses unterhalb des oder jedes Fil- 
ters angeordnet ist, daG zwischen der oder jeder Zulei- 
tung und dem oder jedem Filter zumindest eine im we- 
sentlichen vertikale Reaktionsleitung unmittelbarneben 
dem oder jedem Filter angeordnet ist, wobei das Gas in 
der oder jeder Reaktionsleitung nach oben stromt, und 
daG die oder jede Dosiereinrichtung in der oder jeder 
Reaktionsleitung mundet. Durch die Anordnung der Ein- 
richtung zur Zwischenlagerung und Fullstandsregelung 
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des Addltivs und Ausschleusung eines alifalligen Addi- 
tivuberschusses direkt unterhalb des Fitters wird das 
durch das Filter aus dem Gasstrom abgetrennte Additiv 
ohne eigene Fordereinrichtungen durch die Schwerkraft 
in die Einrichtung zur Zwischenlagerung und Full- 
standsregelung und Ausschleusung eines alifalligen 
Additivuberschusses transportiert. Von dort erfolgt uber 
die Dosiereinrichtung die Ruckfuhrung des Additivs in 
die konstruktiv bedingt unmittelbar neben dem Filter He- 
gende Reaktionsleitung, wodurch nur eine relativ kurze 
Ruckfuhrungsdistanz bewaltigt werden muB. Als Folge 
dessen konnen sehr hohe Mengen an Additiv unter ver- 
tretbarem Energieaufwand in den Gasstrom ruckgefuhrt 
werden. Das Additiv wird durch den in der Reaktionslei- 
tung nach oben gerichteten Gasstrom mitgerissen und 
reinigt das Gas von den Schadstoffen. Die Reaktions- 
leitung besteht im wesentlichen aus einem einfachen 
Rohr ohne jegliche mechanische Komponenten, wie 
Verteilbleche, Schaufeln od. ahnlichem. Durch die so- 
genannten einbaulosen Komponenten kann die Stro- 
mungsgeschwindigkeit des Rohgases mit vertretbarem 
Druckverlust und vertretbarem Energieaufwand erhoht 
werden. Durch die hohere Stromungsgeschwindigkeit 
ist eine bessere Verteilung des ruckgefuhrten Additivs 
ohne zusatzliche Einrichtungen, wie z.B. einer Wirbel- 
schicht moglich. Dadurch resultiert ein erhohter Materi- 
aldurchsatz. Aufgrund der einfachen Konstruktion ist 
auch eine verringerte Verstopfungsgefahr der Rucklei- 
tung und in der Folge eine hohere Verfugbarkeit bzw. 
kurzere Standzeiten der Anlage verbunden. Gleichzei- 
tig ist eine komprimierte und einfache Konstruktion der 
Anlage moglich. 

Vorteilhafterweise mundet die Oder jede Dosierein- 
richtung innerhalb oder unmittelbar oberhalb eines Ab- 
schnitts der oder jeder Reaktionsleitung mit verringer- 
tem Querschnitt, beispielsweise einer Venturikehle. 
Durch die Einbringung des Rezirkulats im Bereich z.B. 
einer Venturikehle, wo aufgrund des verringerten Quer- 
schnitts hohere Stromungsgeschwindigkeit en des Roh- 
gases herrschen, als in der Zuleitung, wird eine homo- 
gene Verteilung des Additivs im Rohgasstrom und da- 
durch eine effektivere Reinigungdes schadstoffbelaste- 
ten Gases erzielt. 

Bei einer Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen 
Anlage wird die oder jede Einrichtung zur Zwischenla- 
gerung und Fullstandsregelung des Additivs und Aus- 
schleusung eines alifalligen Additivuberschusses durch 
einen unterhalb dem oder jedem Filter bzw. unterhalb 
einem unter dem oder jedem Filter angeschlossenen 
Filtertrog mit Filterschnecke angeordneten vorzugswei- 
sen Staubsammeltrichter mit einer Austragsschnecke 
und Austragsschleuse gebildet. Dies stellt eine einfache 
Variante zur Zwischenlagerung Additivs dar. Das Mate- 
rial lauft dabei an den geneigten Wanden des Staub- 
sammeltrichters nach unten und wird dort im unteren 
Bereich des Trichters gepuffert. Ein allfalliger Additiv- 
uberschuB wird mittels einer Schnecke od. dgl. ausge- 
schleust und in einen Behalter zur Entsorgung abge- 



fuhrt. Das Rezirkulat wird in den Gasstrom ruckgeleitet. 
Soil die Bauhohe der Gesamtanlage niedriger ausfallen, 
wird unter dem Filter ein Filtertrog mit Filterschnecke an- 
geordnet und das vom Filter abgeschiedene Additiv zu 

5 einer AusIaBleitung mit geringerem Querschnitt als das 
gesamte Filter befdrdert. Dadurch fallt der darunter an- 
geordnete Staubsammeltrichter niedriger aus, wodurch 
die gesamte Hohe der Anlage und dam it der Material- 
und Montageaufwand reduziert werden kann. 

10 GemaB einem weiteren Merkmai der erfindungsge- 
maBen Anlage ist die oder jede Dosiereinrichtung un- 
mittelbar unterhalb des oder jedes vorzugsweisen 
Staubsammeltrichters angeordnet. Somit wird das zwi- 
schengelagerte Additiv direkt ohne weitere Forderein- 

15 richtungen in den schadstoffbelasteten Gasstrom ruck- 
geleitet. 

Sollte eine Kuhlung der schadstoffbelasteten Gase 
erforderlich sein, so kann dies, wie herkdmmlich mit Hil- 
fe eines vorgeschalteten Einspritzkuhlers (Quench) ge- 

20 schehen. Alternativ dazu kann gemaB einem weiteren 
Erfindungsmerkmal zumindest eine Einrichtung zur Be- 
feuchtung und Kuhlung des schadstoffbelasteten Ga- 
ses auBerhalb des Gasstroms angeordnet sein. Durch 
diese indirekte Befeuchtung und Kuhlung wird die L6- 

25 sung der erfindungsgemaBen Aufgabe noch weiter ver- 
bessert. Die Feuchtigkeit verbessert daruberhinaus die 
Reaktion zwischen den abzureinigenden Schadstoffen 
des Gases und dem Additiv. Durch die indirekte Be- 
feuchtung und Kuhlung konnen herkommliche Kuhlein- 

30 richtungen, z.B. Einspritzkuhler (Quench) entfallen. Bei 
Vorhandensein solcher Einspritzkuhler ware eine Erho- 
hung der Stromungsgeschwindigkeit des Rohgases in 
der Zuleitung nur unter hohem Druckverlust und hohem 
Energieaufwand moglich. 

35 Vorteilhafterweise wird die oder jede Einrichtung 
zur Befeuchtung und Kuhlung des schadstoffbelasteten 
Gases durch zumindest eine vorzugsweise Duse zur 
Bespruhung des zwischengelagerten, ruckzufuhrenden 
Additivs mit Kuhlflussigkeit, insbesondere mit Wasser 

40 gebildet. Somit wird das Rohgas indirekt durch das ruck- 
gefuhrte Additiv befeuchtet und gekuhlt. Da die FIQssig- 
keit nicht in den Gasstrom eingespritzt wird, wo auf- 
grund der Schadstoffe saure Komponenten vorhanden 
sind, sondern auBerhalb des Gasstromes, in dem Be- 

45 reich, wo aufgrund des Additivs keine sauren Kompo- 
nenten mehr existieren, wird die Korrosionsgefahr der 
Zuleitungen und Elemente der Anlage reduziert. Damit 
wird entweder die Lebensdauer der Elemente erhoht 
oder es sind billigere Materialien zu deren Herstellung 

50 verwendbar, da keine so hohen Anforderungen an die 
Korrosionsbestandigkeit gestellt werden mussen. Die 
Kuhlung des Gases erfolgt indirekt durch Befeuchtung 
des Additivs, welches in den Gasstrom ruckgefuhrt wird, 
durch Entzug der Verdampfungsenergie. 

55 Wenn die oder jede vorzugsweise Duse in dem oder 
jeden vorzugsweisen Staubsammeltrichter zur Bespru- 
hung der Kuhlflussigkeit, insbesondere auf die Oberfla- 
che des zwischengelagerten, ruckzufuhrenden Additivs 
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angeordnet ist, kann der Aufwand zur Bet euchtung und 
Kuhlung weiter reduziert werden, da das Verspruhen 
der Kuhlflussigkeit nicht so fein erfolgen muB, da die in- 
nere Oberflache des Additivs aufgrund der Mikro- und 
Makroporen sehr groB ist. Im Gegensatz dazu muB bei s 
herkommlichen Einspritzkuhlungen im Gasstrom das 
Wasser auBerordentlich fein verspruht werden. 

Urn die oder jede vorzugsweise Duse zur Einsprit- 
zung der Kuhlflussigkeit vor Verschmutzung insbeson- 
dere durch das herabfallende Additiv zu schutzen, ist io 
diese vorteilhafterweise von einem vorzugsweisen 
Schutzrohr umgeben. 

Nachfolgend werden zwei bevorzugte Ausfuh- 
rungsbeispiele einer Anlage zur Durchfuhrung des er- 
findungsgemaBen Verfahrens zur Reinigung von is 
Rauchgasen unter Bezugnahme auf die beigefugten 
Zeichnungen naher erlautert. 

Darin zeigen 



Fig. 1 
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eine schema! ische Darstellung einer erfin 
dungsgemaBen Anlage zur Reinigung von 
Rauchgasen mit indirekter Wasserkuhlung, 
und 

Fig. 2 eine Variante einer Anlage zur Reinigung von 

Rauchgasen mit geringerer Bauhbhe. 25 

Bei der in Fig. 1 schematisch dargestellten Anlage 
handelt es sich um eine Anlage zur Reinigung von 
Rauchgasen, wie sie in vielen Bereichen der Industrie 
auftreten. Die schadstoffbelasteten Rauchgase werden 30 
uber eine Zuleitung 1 der Anlage zugefuhrt. In die Zu- 
leitung 1 werden die fur die Reinigung der Rauchgase 
notwendigen Additive (Reaktions-und/oder Adsorpti- 
onsmittel), welche in einem Behalter 2 gebunkert (zwi- 
schengelagert) sind, mit Hilfe einer Dosiereinrichtung 3, 35 
beispielsweise einer Dosierschnecke dem Rauchgas in 
gewunschter Dosis beigemengt. Die Additive liegen ub- 
licherweise in Form sehrfeiner Partikel vor. Theoretisch 
ist die Beimengung des f rischen Additivs an einer belie- 
bigen Stelle der Anlage moglich. Die Rauchgase gelan- *o 
gen von unten in eine im wesentlichen vertikale Reak- 
tionsleitung 18 und danach von oben in den Filter 5. Die 
Reaktionsleitung 18 besteht im vorliegenden Fall ledig- 
lich aus einem Rohr od. dgl. mit vorzugsweise rundem 
oderovalen Querschnitt. Im gezeigten Ausfuhrungsbei- 
spiel weist die Reaktionsleitung 18 einen Abschnitt mit 
verringertem Querschnitt, zum Beispiel in Form einer 
Venturikehle 4 auf. Der Filter 5 kann beispielsweise als 
Schlauchfilter mit mehreren Filterschlauchen ausge- 
fuhrt sein. Vor den Filterschlauchen kann eine Vorab- 50 
scheidung mit Hilfe von Lamellen erfolgen. Das Reingas 
wird uber eine Ableitung 6 mit Hilfe eines Ventilators 7 
an die Atmosphare abgegeben. An die Unterseite des 
Filters 5 schlieBt ein Staubsammeltrichter 8 an, an des- 
sen Wanden das bei der Abreinigung des Filters 5 her- 55 
abfallende Material nach unten gleitet. Im unteren Be- 
reich des Staubsammeltrichters 8 ist eine Austrags- 
schnecke 9 angeordnet, mit welcher ein allfalliger Uber- 



schuB an Additiv uber eine Austragsschleuse 10 in ei- 
nen Behalter 11 ausgeschleust wird. Mit der Austrags- 
schnecke 9 und der Austragsschleuse 10 wird das ma- 
ximale Volumen bzw. der maximale Fullstand 17 im 
Sammeltrichter8definiert. Am unteren Endedes Staub- 
sammeltrichters 8 ist eine Dosiereinrichtung 12 ange- 
ordnet, mit welcher die Menge des ruckgefuhrten Addi- 
tivs eingestellt werden kann und somit ein gleichmaBi- 
ger MaterialfluB gewahrleistet wird. Die Dosiereinrich- 
tung 12 kann durch eine Dosierschnecke realisiert wer- 
den. Der Rezirkulationsanteil des Additivs wird vorzugs- 
weise im Bereich der Venturikehle 4 oder knapp ober- 
halb der Venturikehle 4 in den Rohgasstrom einge- 
schleust. 

Aufgrund der erfindungsgemaBen Konstruktion und 
die Zufuhrung der Rohgase durch die Zuleitung 1 von 
unten, kann die vertikale Reaktionsleitung 18 sehr eng 
neben dem Filter 5 angeordnet werden. Aufgrund dieser 
Anordnung wird der Forderweg fur das Rezirkulat kurz 
und wegen der dadurch verringerten Gefahr des Ver- 
stopfens ist ein hoherer Durchsatz des ruckgefuhrten 
Additivs und somit ein hoherer Rezirkulationsanteil 
moglich. Als Folge dessen kann wiederum dertatsach- 
liche UberschuB an dem Additiv gesteigert werden, wo- 
durch die Anlage gegenuber Schwankungen des 
Schadstoffgehalts der Rohgase unempfindlich wird. 
Durch die Querschnittsverringerung der Reaktorleitung 
18 im Bereich der Venturikehle 4 wird die Stromungs- 
geschwindigkeit erhoht und somit ein besseres Mitrei- 
Ben des ruckgefuhrten Additivs erzielt. Anstelle der Ven- 
turikehle 4 kann aufgrund der einfachen Konstruktion 
der Anlage die gesamte Stromungsgeschwindigkeit des 
Rohgases mit vertretbarem Druckverlust und vertretba- 
rem Energieaufwand erhoht werden. 

Ist eine Kuhlung der Rauchgase erforderlich, so er- 
folgt diese erfindungsgemaB durch Einspritzung von 
Kuhlflussigkeit, insbesondere von Wasser auf die Ober- 
flache des zwischengelagerten Additivs bzw. in den fal- 
lenden Strom des Additivs nach dem Filter 5. Vorzugs- 
weise ist die Duse 13 zur Einspritzung der Kuhlflussig- 
keit im Bereich des Staubsammeltrichters 8 oberhalb 
der Austragsschnecke 9 angeordnet. Zum Schutz der 
Duse 1 3 vor dem Materialstrom, ist diese vorzugsweise 
durch ein Schutzrohr 14 umgeben, welches konzen- 
trisch zur Duse 1 3 verlauft und in dem vorzugsweise ein 
Luftstrom die Duse 13 vor Staubzutritt schutzt. Durch 
die Bewegung der Austragsschnecke 9 ist die sich bil- 
dende Oberflache des Materials unter standiger Bewe- 
gung. Die Austragsschnecke regelt auch den Fullstand 
17 des im Staubsammeltrichter 8 zwischengelagerten 
Additivs. Da eine sehr groBe Materialoberflache vorhan- 
den ist, muB dieses nicht so fein bespruht werden, wie 
es bei Kuhlung vor der vertikalen Reaktionsleitung 18 
des Rohgases der Fall ware. Daruberhinaus wird die 
Kuhlflussigkeit erfindungsgemaB im Bereich auBerhalb 
des Gasstromes zugesetzt, wodurch die Korrosionsge- 
fahr verringert wird. In herkommlichen Anlagen erfolgt 
die Kuhlung der Rohgase in der Zuleitung beispielswei- 
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se mit einem Einspritzkuhler (Quench) im sauren Be- 
reich der Gase. Dadurch bilden sich an den Rohrinnen- 
wanden der Anlage Kondensationstrdpfchen der Kuhl- 
flussigkeit, welche die sauren Komponenten des 
Rauchgases enthalten und somit zu Korrosion der Ron- s 
re fuhren. Infolge dessen wird die Lebensdauer der An- 
lage reduziert und der Wartungsaufwand erhoht bzw. 2. 
die Herstellungskosten durch Verwendung bestandige- 
rer Materialien fur die Rohrleitungen erhoht. Die Kuh- 
lung der erfindungsgemaBen Anlage eriolgt indirekt io 
durch Bespruhung des ruckgefuhrten Additivs. 

DerStaubsammeltrichter8gemaBFig. 1 muBeinen 3. 
gewisse Mindestneigung aufweisen, damit das Material 
durch die Schwerkraft getragen nach unten ablauft und 
es zu keinen Materialanhaufungen an der Wand kommt. is 
Dadurch ist eine gewisse Mindesthohe fur den Staub- 4. 
sammeltrichter8 erforderlich, wodurch die Bauhohe der 
gesamten Anlage vergrdBert wird. Um die Bauhohe der 
Anlage zu verringern und dadurch Material- und Monta- 
gekosten einzusparen ist bei der Variante der Anlage 20 
gemaB Fig. 2 anstelle des Staubsammeltrichters 8 ge- 
maB Fig. 1 an der Unterseite des Filters 5 eine Filtertrog 
15 angeschlossen, der eine Filtertrogschnecke 16 zur 5. 
Beforderung des Materials aufweist, vorgesehen. Der 
Staubsammeltrichter 8 kann anschlieBend unter dem 25 
Filtertrog 15 in wesentlich kleineren Ausfuhrungen an- 
geordnet werden. Dadurch kann die Gesamthohe redu- 
ziert werden. Eine allfallige Kuhlung der Rauchgase er- 
folgt durch Einspritzung von Kuhlwasser oder Kuhlflus- 
sigkeit mit Hilfe einer Duse 13. 30 

Die erfindungsgemaBe Anlage zeichnet sich durch 
ihre Einfachheit aus, welche durch den Wegfall der ub- 
lichen eingangsseitigen Einspritzkuhlung (Quench) und 
den Wegfall von Transportmechanismen fur das Rezir- 
kulat gegeben ist. Daruberhinaus ist die Lebensdauer 35 
der Anlage durch die allfallige erfindungsgemaBe indi- 
rekte Kuhlung des Rohgases erhoht bzw. konnen Ko- 
sten fur hoherwertige, korrosionsbestandige Materiali- 
en eingespart werden. Mit der erfindungsgemaBen An- 
lage sind Feststoffbeladungen in der Zuleitung des 40 
schadstoffbelasteten Gases zwischen 50 und 10000 g/ 
m 3 , vorzugsweise 500 bis 5000 g/m 3 erzielbar. 
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1. Verfahren zur Reinigung von schadstoffbelasteten 
Gasen, insbesondere von Rauchgasen umfassend 
die Beimengung eines Additivs in den schadstoff- 
belasteten Gasstrom, die Abtrennung des Additivs so 
aus dem Gasstrom, die Zwischenlagerung und Full- 
standsregelung des Additivs, die Ausschleusung 
eines allfalligen Additivuberschusses, sowie die 
Ruckfuhrung des Additivs in den Gasstrom, da- 
durch gekennzeichnet, daB das aus dem Gasstrom 55 
abgetrennte Additiv im wesentlichen durch die 
Schwerkraft in eine Einrichtung zur Zwischenlage- 
rung transportiert wird, und daB das zwischengela- 



gerte, in den Gasstrom ruckzufuhrende Additiv in 
einem Mengenverhaltnis des Additivs zum Gasvo- 
lumen von 50 bis 10000 g/m 3 , vorzugsweise von 
500 bis 5000 g/m 3 in einen im wesentlichen vertikal 
nach oben strdmenden Gasstrom beigemengt wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB das ruckzufuhrende Additiv dem schad- 
stoffbelasteten Gas in einem Bereich mit erhohter 
Geschwindigkeit des Gasstroms beigemengt wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das schadstoffbelastete Gas in- 
direkt befeuchtet und gekuhlt wird. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB das schadstoffbelastete Gas durch Be- 
feuchtung des zwischengelagerten, ruckzufuhren- 
den Additivs, vorzugsweise durch Bespruhen mit 
Kuhlflussigkeit, insbesondere mit Wasser, indirekt 
befeuchtet und gekuhlt wird. 

Anlage zur Durchf uhrung des Verfahrens nach min- 
destens einem der Anspruche 1 bis 4, mit zumin- 
dest einer Einrichtung (2, 3) zur Beimengung eines 
Additivs in den schadstoffbelasteten Gasstrom, zu- 
mindest einer Zuleitung (1) fur das schadstoffbela- 
stete Gas, zumindest einem Filter (5), zumindest ei- 
ner Ableitung (6) fur das gereinigte Gas, zumindest 
einer Einrichtung zur Zwischenlagerung und Full- 
standsregelung des Additivs und Ausschleusung 
eines allfalligen Additivuberschusses, und zumin- 
dest einer Dosiereinrichtung (12) fur das in den 
Gasstrom ruckzufuhrende Additiv, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die oder jede Einrichtung zur 
Zwischenlagerung und Fullstandsregelung des Ad- 
ditivs und Ausschleusung eines allfalligen Additiv- 
uberschusses unterhalb des oder jedes Filters (5) 
angeordnet ist, daB zwischen der oder jeder Zulei- 
tung (1) und dem oder jedem Filter (5) zumindest 
eine im wesentlichen vertikale Reaktionsleitung 
(18) unmittelbar neben dem oder jedem Filter (5) 
angeordnet ist, wobei das Gas in der oder jeder Re- 
aktionsleitung (18) nach oben stromt, und daB die 
oder jede Dosiereinrichtung (12) in der oder jeder 
Reaktionsleitung (18) mundet. 

6. Anlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die oder jede Dosiereinrichtung (12) innerhalb 
oder unmittelbar oberhalb eines Abschnitts der 
oder jeder Reaktionsleitung (18) mit verringertem 
Querschnitt, beispielsweise einer Venturikehle (4) 
mundet. 

7. Anlage nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die oder jede Einrichtung zur Zwi- 
schenlagerung und Fullstandsregelung des Addi- 
tivs und Ausschleusung eines allfalligen Additiv- 
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uberschusses durch einen unterhalb dem oder je- 
dem Filter (5) bzw. unterhalb einem unter dem oder 
jedem Filter (5) angeschlossenen Filtertrog (1 5) mit 
Filterschnecke (16) angeordneten vorzugsweisen 
Staubsammeltrichter (8) mit einer Austragsschnek- 5 
ke (9) und Austragsschleuse (10) gebildet ist. 

8. Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daG die oder jede Dosiereinrichtung (12) unmittel- 
bar unterhalb des oder jedes vorzugsweisen Staub- 10 
sammeltrichters (8) angeordnet ist. 

9. Anlage nach mindestens einem der Anspruche 5 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daG zumindest eine 
Einrichtung zur Befeuchtung und Kuhlung des is 
schadstoffbelasteten Gases auBerhalb des Gas- 
stroms angeordnet ist. 

10. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daG die oder jede Einrichtung zur Befeuchtung und 20 
Kuhlung des schadstoffbelasteten Gases durch zu- 
mindest eine vorzugsweise Duse (13) zur Bespru- 
hung des zwischengelagerten, ruckzufuhrenden 
Additivs mit Kuhlflussigkeit, insbesondere mit Was- 

ser gebildet ist. 25 

11. Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, daG die oder jede vorzugsweise Duse (1 3) in 
dem oder jeden vorzugsweisen Staubsammeltrich- 
ter (8) zur Bespruhung der Kuhlflussigkeit, insbe- 30 
sondere auf die Oberflache des zwischengelager- 
ten, ruckzufuhrenden Additivs angeordnet ist. 

12. Anlage nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daG die oder jede vorzugsweise DO- 35 
se (13) vorzugsweise von einem Schutzrohr (16) 
umgeben ist. 
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